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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Einstellung des Ruheabstandes eines Gravurstichels von der
Zylinderoberfläche eines Tiefdruckformzylinders

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Einstel-
lung des Ruheabstandes eines Gravurstichels für das
Gravieren eines Tiefdruckformzylinders von der Zylin-
deroberfläche des Tiefdruckformzylinders unter Einbe-
ziehung eines quer zur Achse des Tiefdruckformzylin-
ders verstellbaren Gleitfußes, der zur Führung des mit
dem Gleitfuß verbundenen Gravurstichels entlang der
Zylinderoberfläche während des Gravierens vorgese-

hen ist.
Des weiteren betrifft die Erfindung eine Einstellvor-

richtung, bevorzugt zur Durchführung des vorgenann-
ten Verfahrens.

Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich da-
durch aus, daß die Einstellung des Ruheabstandes be-
züglich einer die Zylinderoberfläche ersetzenden bzw.
repräsentierenden Referenzfläche vorgenommen wird.
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